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摘要(译)

形成第二平坦化（绝缘）膜以覆盖像素电极的周边。然后，使用相同的
掩模，依次形成空穴传输层，有机发光层和电子传输层。特别地，在上
层的蒸发中使用较大的各向异性导致上层小于下层。因此，下层的侧面
未被上层覆盖。这可以减少由于使用掩模而引起的灰尘的混入。
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